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イオンビームによる高分子材料の
微細加工技術

イオンビームの個々の粒子がその軌跡に沿って高分子を分解する反応を利用して、寸法（長さと
直径）と形状をナノスケールで制御したナノ穿孔を形成する。

シーズ全般の問い合わせ先：量子ビーム科学部門研究企画部（qubs-techoffice@qst.go.jp）
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イオンビームの個々の粒子がその軌跡に沿って高分子を分解する反応を利用して、寸法
（長さと直径）と形状をナノスケールで制御したナノ穿孔を形成する。

・種々の高分子材料に対して、貫通 または 非貫通 のナノ穿孔を作製できます。
ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイミド、
ポリフッ化ビニリデン、ポリパラフェニレンテレフタルアミド、etc.
・照射イオンのエネルギーとエッチング条件を変化させることで、穿孔の長さと直径
を制御でき、円柱状や二重円すい状の穿孔も作製可能です。

ナノ構造体形成用の鋳型、
触媒担体、フィルター等
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試作検討段階
高分子の薄膜があれば試作可能

アウトカム 知財等関連情報

連携希望企業

アウトカムに至る段階

高分子膜
(10~200 μm 厚)

イオン照射

化学エッチング

イオン穿孔膜

MeV-GeV イオン

損 傷

2 µm
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○ イオン穿孔を鋳型として、金属やセラミックス等から
ナノワイヤーを作製できます。銅ナノワイヤー

マスキング

円柱状 二重円すい状 マスキング層の利用
→ 表と裏でエッチングの
程度を変化

分子鎖切断
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本シーズの問合せ先：量子ビーム科学部門研究企画部（qubs-techoffice@qst.go.jp）
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